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Wysokosciomierz barometryczny typu MEMS

Zagadnienia do samodzielnego przygotowania przed laboratorium.
1. Zasada dzialania, konstrukcja i typowe parametry Krzemowo-szklanego
piezorezystancyjnego czujnika ci$nienia (np. MPL3115A2 firmy Freescale).
2. Zasady wyznaczania wysoko$ci na podstawie pomiary ci$nienia barometrycznego.
Bledy wyznaczania wysokosci tag metoda.

Zadania i cel ¢wiczenia.

Celem ¢wiczenia jest zapoznanie z budowa oraz parametrami i mozliwos$ciami
aplikacji  wysokosciomierza barometrycznego  wykorzysujacego — piezorezystancyjny
krzemowo-szklany czujnik ci$nienia. Zadaniem ¢wiczacych jest pomiar i weryfikacja z
danymi katalogowymi parametréw wysokosciomierza barometrycznego.

Opis stanowiska.

Stanowisko pomiarowe sktada si¢ z nastgpujacych elementow (Rys. 1):
1. Makiety dydaktycznej wysoko$ciomierza barometrycznego wykorzysujacego
piezorezystancyjny krzemowo-szklany czujnik ci$nienia MPL3115A2 firmy
Freescale (Rys la) umieszczonej na tyczce z zaznaczong co 20 cm wysoko$cig
mierzong wzgledem podiogi pomieszczenia (Rys. 1b).
2. Komputera osobistego z odpowiednim oprogramowaniem.

Makieta dydaktyczna potaczona jest z komputerem przez port USB.
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Rys. 1. Widok makiety dydaktycznej wysokosciomierza barometrycznego
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Przebieg ¢wiczenia.

Przygotowanie stanowiska do pomiarow:
1. Wiaczy¢ komputer.
2. Sprawdzi¢ stan makiety dydaktycznej i jej mocowanie do tyczki pomiaroweyj.
3. Zapozna¢ si¢ z karta katalogowg badanego czujnika ci$nienia (dostgpne na
stanowisku).

Makiety zasilane sa przez port USB, nie jest wymagane dodatkowe zrodto zasilania.

Makieta dydaktyczna umozliwia okreslenie zmian potozenia (wysokosci) czujnika,
obliczonej na podstawie zmian ci$nienia atmosferycznego oraz temperatury.

Uruchom program SENSOR TOOLBOX. Klikng¢ Full System Evaluation (Rys. 2a).
Odczekaj az zakonczy si¢ samokalibracja czujnika (Setting Reference Level). Zmien w
zaktadce Lockup doktadnos$¢ kreslenia wykresu na Not enabled (Rys. 2b). Zmien w zaktadce
Window skalg kreslenia wykresu na 5 (Rys. 2c).
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Rys. 2. Uruchamianie programu SENSOR TOOLBOX: a) wejscie do Wlaéciweéo programu,
¢) ekran glowny — zmiana w zaktadce Lockup, c) ekran glowny - zmiana w zaktadce Window
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Odczyty danych pomiarowych nalezy prowadzi¢ z ekranu gtdéwnego oprogramowania
makiety dydaktycznej. Zmiana wys$wietlanej warto$¢ wysokosci na ci$nienia atmosferyczne
nastepuje po zmianie w podokienku Mode z Altitude na Pressure i odwrotnie.

Nie zmienia¢ pozostatych ustawien w programie !
Wyznaczenie charakterystyk wyjsciowych wysokosciomierza barometrycznego:

Zmieniajgc potozenie makiety od poziomu podtogi (wysokos¢ ,,0”) do najwyzszego
punktu na tyczce (2,4 m) odczyta¢ i zanotowaé wskazywang przez czujnik wysokos¢,
ci$nienie oraz temperatur¢. Pomiary powtorzy¢ dwukrotnie ,,w gore” oraz ,,w dot”. Wykresli¢
zalezno$¢ wskazan czujnika (wysokos¢, temperatura, ci$nienia) od rzeczywistej wysokosci
wzgledem podlogi pomieszczenia. Na podstawie zaleznosci wysoko$ci zmierzonej od
rzeczywistej wyznaczy¢ czuto$¢ czujnika.

W sprawozdaniu nalezy poréwnaé otrzymane charakterystyki z danymi katalogowymi
1 przeprowadzi¢ analize krytyczng otrzymanych wynikow.
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